
特長
●	 同一箇所の SEMイメージングとAFMイメージングが同時かつ同環境下で実現
●	 他の相関法に比べて非常に高い時間効率と相関位置精度
●	 AFMによる微細な凹凸情報や物性情報を、SEM像に重ね合わせ可能
●	 SEM イメージングにより関心領域への正確なAFM 探針のアプローチ
●	 SEM/FIB-SEMへの搭載は容易で、すぐに使用可能

NenoVision 社製 SEM/FIB-SEM 搭載用 AFM

LiteScope 2.0
原子間力顕微鏡と走査電子顕微鏡を組み合わせた
新しい相関分析技術を提供
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